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A system for driving a rotary member for 
implanting ions into wafers of semiconductor 
devices includes a first vacuum chamber 
receiving the rotary member connected to a 
rotary shaft through a vacuum seal supported in 
the central portion of a shield which defines a 
part of the first vacuum chamber, and a second 
vacuum chamber receiving a peripheral portion of 
a shield in airtight relation. The shield is 
supported by two pairs of 0-rings mounted in the 
second vacuum chamber and arranged in 
juxtaposed relation on opposite sides of the 
peripheral portion of the shield. The 0-rings 
provide a hermetical seal to the first and second 
vacuum chambers. A motor is operatively 
connected to the rotary shaft for rotating the 
rotary member, and the shield is connected to 
another motor through a nut-and-screw 
arrangement. By moving the shield in 
reciprocatory movement to cause the peripheral 
portion to move in sliding movement in the 
second vacuum chamber, the rotary member can 
be moved in reciprocatory movement in the plane 
of its rotation without the risk of the vacuum in the 
first vacuum chamber being interferred with. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PalG ist gestellt 
I System zum Antreiben eines drehbaren Glieds im Vakuum 

Ein System zum Antreiben eines drehbaren Glieds zum 
Implantieren von lonen in Wafem von Halbleitervorrichtungen 
enthatt eine erste Vakuumkammer, die das mtt einer Welle 
verbundene drehbare Glied mittels einer im Mittelteil einer 
Abdeckung gehaltenen Vakuumdichtung aufnimmi. wobei die 
Abdeckung einen Teil der ersten Vakuumkammer biidei, und 
enthalt eine zweite Vakuumkammer, die einen Umfangsteii 
der Abdeckung luftdicht autnimmt Die Abdeckung wird von 
2wei Paaren von 0-Ringen gehalten, die in der zweiten 
Vakuumkammer eingebaut und auf gegenOberliegenden Sei- 
ten des Umfangsteils der Abdeckung nebeneinander ange- 
ordnel sind. Die O-Ringe bilden eine hermetische Abdichtung 
2ur ersten und zur zweiten Vakuumkammer. Ein Motor ist 
antriebsmafiig mit der Welle fur einen Antrieb des drehbaren 
Glieds verbunden. wahrend die Abdeckung uber eine Mutter- 
Gewindespindel-Anordnung mit einem weiteren Motor ver- 
bunden ist. Durch Hin- und Herbewegen der /^bdeckurig zur 
Efzeugung einer Verschiebebewegung des Umfangsteils in 
der zweiten Vakuumkammer kann das drehbare Glied in der 
Ebene seiner Drehung hin* und herbewegt werden, ohne daB 
die Gefahr einer Beeintrachttgung des in der ersten Vakuum* 
kammer herrschenden Vakuums besteht. (31 14 466) 
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1. ciyste^a zum iintreiben eines drehbaren Giieds im 



Vakuum, 

gekenazeichnet 

- durch eine erste Vakuumkanmer in der das dreh- 
bare Glied (2) und eine dieses tragende Welle (5) 
durch eine Vakuun:.dichtimcr drehbar eingesetzt 
sind, 

- durch eine AbdeckLing (12), die in ihrem Mittelteil 
die Vakuumdichtung (1^) tragt und einen Teil der ' 
ersten Vakuumkammer (1) begrenzt, 

- durch eine zweite Vakuumkammer (20), die einen Umfangs 
teil der Abdeckung (12) gleitend verschiebbar und 
luftdicht aufnimmt, 

durch eine Halteeinrichtung (13a, Ipb, 15a, 15b) 
in der zweiten Vakuumkajnmer (20) sum gleitend ver- 
schiebbaren und luftdichten Halten eines Umfangs- 
teils (12a, 12b) der Abdeckung (12), 

- durch eine Einrichtung (4) zum Crehen der V/elle (3) 
und 

~ durch eine Einrichtung (5) zum bin- und hergehenden 
Bewegen der Abdeckung (12) derart, dass eine Ver- 
schiebebewegung des Umfangsteils (I2a, 12b) der 
Abdeckung (12) innerhalb der zweiten Vakuumkammer 
(20) erzeugt v/ird, wodurch iiber die Vakuumdichtung 
(1^) und die Welle (3) eine hin- und hergehende Be- 
wegung des drehbaren Glieds (2) in dessen Rotations- 
ebene verursacht wird. 
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2. S.ystem nach i\nspruch i, 
dadurch fjekennzeichnet , 

- dass die Halteeinrichtung v/enigstens ein Paar von 
O-Ringen (1?^, 1?b; 15a /1 5b) aufvieist, die in der 
zweiten Vakuumkammer (20) einander gegeniiberliegend 
beiderseits des Umf angsteils (12a, 12b) der Abdek- 
kung (12) angeordnet sind. 

5. System nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

- dass die Kalteeinrichtung folgendes aufv.'eist: 

- mehrere Paare von in der zweiten Vakuumkammer (20) 
angeordneten 0-«Ringen (I3a, 13b, 15a, 15b), be- 
stehend aus einem ersten Paar von 0-Ringen (13a, 15b), 
die nebeneinan'der auf gegeniiberliegenden Seiten 
eines ersten Abschnitts (12a) des ..Uiaf angsteils . . . . 
(I2a, 12b) der Abdeckung (12) angeordnet sind, ^ 

und aus einem zweiten Faar von 0-Ringen (15a, I5b), 
die nebeneinander auf gegeniiberliegenden Seiten 
eines zweiten Abschnitts (12b) des Umfangsteiis 
(12a, 12b) der Abdeckung gegenuber dem ersten Ab- 
schnitt (I2a) radial nach aussen beabstandet ange- 
ordnet sind, und 

- eine Einrichtung (9c) zum Evakuieren eines Ring- 
raums, der zwischen dem atmospharenseitigen 0-Ring 
(13a) des ersten Paars von 0-Ringen (I3a, 13b) 

und dem atmospharenseitigen 0-Ring (l5a) des zweiten 
Paars von 0-Ringen (15a, 15b) gebildet ist. 

4. System nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet 

- durch eine Kiihl einrichtung (16, 1?) zum Einfiihren 
von Kiihlwasser in das drehbare Glied (2) zu dessen ^ 
Kiihl ung, 

- wobei die Kiihl einrichtung Kiihlwasserkanale (16, 1?) 
aufweist, die in der Welle (3) ausgebildet sind 
und mit dem Innenraum des drehbaren Glieds (2) in 
Verbindung stehen. 
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System nach einem der .tespriiciie 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet , 

« dass das drehbare Glied eine mit Wafern (19) be- 
stiickte Scheibe (2)^ eines Systems zum Implantieren 
von lonen ist. 
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System zum Antreiben eines drehbaren Glieds im Vakuum 

Die Erfindung betrifft ein System zum Antreiben eines- dreh- 
baren Glieds, das in einer evakuierten Kammer gehalten wird. 

Die Erfindung betrifft insbesondere ein System zum Dreben 
einer mit Vafern bestiickten Scheibe, die in einer evakuier- 
ten Kammer eines lonenimplantationssystems gehalten und in 
ihrer Drehebene hin- und herbewegt wird. 

Ein System zum mechanischen Drehen eines in einer evakuier- 
ten Kammer gehaltenen drehbaren Glieds von aussen in Ver- 
bindung mit einer hin-und hergehenden Bewegung in seiner 
Drehebene ist bei einem lonenimplantationssystem der Bauart 
mit feststehendem lonenstrahl unerlasslich. Zur Verbes- 
serung dieser Art von Antriebssystem warden verschiedene 
Vorschlage gemacht. 
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iir;. 1 zei,^;t die gen.^nte Konrtruktion exnes lonenimplanta- 
tionrsysterns. Die Prinzipien der IoneDimplr?ntation fiir 
an einer rotierenden Scheibe angebrachten Haltieiter-Waf ern 
vvird in Verbindung mit dieser Figur im folgenden beschrieben. 
Gemass Pig. 1 werden verschiedene Materialien in einer 
lonenquelle 50 diirch Kikrowellenplasma-Entladungstechniken 
ionisiert. Ira einzelnen warden gasformige Naterialien ver- 
wendet zur iirzeugung von solchen lonen wie B*^ und P", 
wahrend feste oder fliissige Haterialien verwendet werden 
zur Erseugung solcher lonen wie Al"^, Ga"^ und As"** Die auf 
diese V/eise erzeugten lonen werden beschieunigt and von 
der lonenquelle 30 in i'orm eines lonenstraiils 31 ausgesandt, 
der in ein durch zv/ei Elektromagnete 32 erzeugtes Magnet- 
feld geleitet wird . Der lonenstrahl 31 wird durch das Mag- 
netfeld entsprechend der Massenzahl in Gruppen aufgeteilt, 
I-iehrere Wafern 19 sind an einem ausseren Handteil einer. 
Scheibe 2 bei'estigt, die in eine evakuierte lonenimplantier- ^ 
kaimner gebracht und in Pf eilrichtung gedreht v;ird in Verbin-- 
dung mit einer hin- und hergehenden Bewee^ung in Eichtung 
eines doppelten Pfeils. Auf diese Weise wird der Elektronen- 
strahl auf die Wafern 19 gestrahlt und dort gleichformig 
implantiert, wenn die mit Wafern bestiickte Scheibe 2 ge- 
dreht und in der Implantierkannner hin- und herbewegt wird. 

Aus dem Obigen ist ersichtlich, dass das drehbare Glied 
Oder die Scheibe 2 in einer evakuierten Karamer gehalten 
und in einer Dreh- und bin- und hergehenden Bewegung bewegt 
wird. 

Fig. 2 zeigt ein bisheriges Sj'stem zuia Antreiben der dreh- 

baren Scheibe fiir eine Dreh-- und hin- und hergehende Bewegung 

in der evakuierten Kammer, Gemass Fig, 2 befindet sich 

die an einer Welle 5 gehaltene Scheibe 2 in einer lonenim- 

plantierkammer oder evakuierten Kammer 1. Die Welle 3 

v/ird durch einen Motor ^ gedreht, der mittels eines weiteren 

Motors 5 iiber eine Gewindespindel 7 in Richtung eines dop- 
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pelten Pieils bin- una herbevjegt v;ird. im einzelnen bev/irkt 
eine Drehimg des Motors 5 entvjeder in der normalen oder 



Bewegung der Scheibendreheinrichtung oder des Motors ^■ 
genn.ss dem doppelten Pfeil. Gleichzeitig wird ein den 
Motor 4 mit der evakuierten Kammer luftdicht verbindender' 
Balg gebogen and verforiat, am der Scheibe 2 ei'ne hin- und 
hergehende Bev;egung in der £bene ihrer Drehung zusammen 
mit der Welle. 3 zu ermoglichen. Auf diese \:eise werden die 
V/afern 19, die an mehreren Stellen am Aussenrandteil der 
Scheibe 2 voneinander in Umf angsrichtung und radial von 
der Mitte der Scheibe 2 gleich beabstandet sind, mit dem 
lonenstrahl bestrahlt, der durca eine Einlassof fnung 8 in 
die evakuierte Kammer 1 eingelassen v;ird, urn den lonen ein 
Implantieren in die Wafern 19 in gleichmassiger Menge zu 
ermoglichen. 

Das genannte System zum drehenden und hin- und h'ergeliexiQen 
Bev.'egen der Scheibe 2 hat einige Nachteile. Im einzelnen 
v/ird das Balg 6 wiederholt einer Biegung wahrend des Vor- 
gangs ausgesetzt, bei dem die Scheibe 2 drehend und auch 
hin- und hergehend bev^egt wird. Somit kann ein langerer 
Gebrauch des Balgs 6 eine Materialermiidung ergeben, v/odurch 
im Balg Risse gebildet werden, die die Bildung einer luft- 
dichten Abdichtung an der evakuierten Kammer 1 unmoglich 
macht. V/enn die Wafer 19 einen grossen Durchmesser haben, 
sollte der Bereich der hin- und hergehenden Bewegung der 
Scheibe 2 erhoht sein. Durch Verwendung eines Balgs 6 
mit grossem Durchmesser und vergrosserter Lange kann seine 
Verformung verringert werden. Ein solcher Balg ist aber 
teuer. Eine Erhohung des Volumens des Balgs v/iirde eine 
Erhohung des aus der Kammer 1 zu entleerenden Luftvolumens 
nach sich Ziehen. Dies v/iirde die Zeit erhohen, die zum 
Evakuieren der Kammer 1 jedes Mai benotigt viird, vienn die 
Wafer 19 durch neue ersetzt werden, was einen Abfall der 
Arbeitsleistong verursacht. 



in der* entgegengesetzten Richtung eine hin- und hergehende 
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Eine Hauptaufgabe der Erfindung ist die Schafiimg eines 
Systems zum Antreiben eines in einer evakuierten Kainmer ge- 
haltenen drehbaren Glieds von aussen her, urn das Glied 
drehend and ' bin- and hergehend zu bev;egen, ohne das Vakuum 
in der evakuierten Kainmer zu beeintrachtigen bei gleich- 
zeitig erhohter Lebensdauer. 

Eine weitere Aufgabe ist die Schaffung eines Antriebss3^stems 
fur ein drehbares Glied, wobei die i'euchtigkeit , die auf 
den der Atmosphare ausgesetzten Teilen des Antriebssystems 
niedergeschlagen ist, am Eindringen in die evakuierte Kaimner 
gehindert wird, in der das mit Wafern bestiickte drehbare 
Glied gehalten v;ird, v/odurch der Innenraum der evakuierten 
Kammer auf einem hohen Vakuumniveau gehalten v/erden kann. 

Die Lbsung dieser Aufgabe erfolgt erf indungsgemass durch den 
Gegenstand des Anspruchs ^. : ^ 

Vorteilhafte V/eiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand 
der Unteranspriiche. 

Im folgenden wird ein Ausfiihrungsbei spiel der Erfindung 
anhand der Zeichnung beschrieben. Es zeigen: 

Fig, 1 die Art » in der eine lonenimplantation in an einer 
drehbaren Scheibe befestigte Wafer in einem lonen- 
implantationssystem ausgefiihrt v;ird; 

Fig. 2 eine schematische Ansicht eines bisherigen Systems 
zum Antreiben der drehbaren Scheibe eines lonenim- 
plantationssystems ; 

Fig. 3 einen senkrechten Schnitt des Systems zum Antreiben 
der drehbaren Scheibe nach der Erfindung fiir ein 
lonenimpl ant ations system. 
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Fig. 3 ist eine Ansicht sur Erlauterimg des iiystems zum 

Antreiben einer Scheibe gemass einer bevorzugten Ausiuiirungs- 

form der Erfindang, v;obei solche Telle, die den in Fig* 1 

and 2 gezeigten abxilich sind, mlt denselben Bezugszeichen 

beseicanet sind. Bel dieser Ausfiihrungsform ist ein eine 

erste Vakuumkammer 1 bildendes Gehause 11a mit einem eine 

zvjeite Vakuumkainmer 20 bildenden weiteren Gehause lib ver- 

bunden. Am Mittelteil einer Abdeckung 12 ist eine eine 

Welle 5 lagernde Drehdichtung oder Vakuumdichtung 14 befe- 

stigt. Die Abdiclitung 12 ist mit einem Flansch eines plat- 

tenformigen Umfangsteiis 12a hiervon am Gehause 11 h mit- 

tels zweier Paare von 0~Ringen 13a, 15h und 15, 15b dersirt 

befestigt, dass sich der Umf angsteil 12a in die zvjeite Va- 

kuumkammer 20 erstreckt. Diese ist durch die beiden Paare 

von 0-Eingen 13a, 13b und 15a, 15b hermetisch abgedichtet 

und vjird unter Vakuum gehalten, v/enn sie durch Abziehen der 

Luft iiber- eine Luftabsaugof f nung 9b evakuiert v/ird. Die 

0-Ringe 13a, 13b, 15a und I5b, die die Vakuumkammef ' 2Cr her- • 

metisch abdichten, dienen auch als Halteeinrichtung ' zum 

Halten des Umfangsteiis 12b der Abdeckung 12 fur eine 

Gleitbewegung. Die erste Vakuumkammer 1 v;ird geoffnet, wenn 

Wafer 19 i die an einer an einem Ende der Welle 5 gehaltenen 

Scheibe 2 befestigt sind, durch neue ersetzt werden. Somit 

wird der Vakuumkamiaer 1 Luft durch eine weitere Luftansaug- 

offnung 9a entnommen, die getrennt von der Luf tab saugoff nung 

9b fiir die zweite Vakuumkammer 20 vorgesehen ist, die 

stets unter Vakuum gehalten wird. Die Luft wird durch die 

Luftabsaugof f nung 9a entnommen zur Erzielung eines Hochva- 

kuums von 10"" - 10" Torr in der ersten Vakuumkammer 1, 

\^/ahrend die Luft durch die Luf tab saugoff nung 9b entnommen 

-1 

wird zur Erzielung eines niedrigen Vakuums von etwa 10 
Torr in der zv^eiten Vakuumkammer 20. 

Das Gehause 11a ist mit einem mit der ersten Vakuumkammer 
1 in Verbindung stehenden lonenstrahlkanal 8 versehen, durch 
den ein lonenstrahl 31 in die erste Vakuumkammer 1 zum Be- 
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strahlen der Wafer 19 eingef'ihrt wird, die an einera Aussen- 
umfangsteil de-r Scheibe 2 an mehreren btellen befestigt sind, 
die in Unf angsrichtunG voneinander 'ond von der Hitte der 
Scheibe 2 radial gleich beabstandet sind. Die Scheibe 2 
\Mird von der Welle 5 gehalten, bildet mit dieser eine Ein- 
heit und dreht sich, wenn die von der Vakumadichtung l^f- 
drehbar gelagerte Welle iiber Zahnrader 22 und 25 durch 
einen Drehantrieb oder Motor 14 gedreht wird- In der Welle 
3 sind ein Kuhlwassereinlasskanal 15 und ein Kiihlwasser- 
auslasskanal 17 ausgebildet, die mit dem Innenraum der 
b^cheibe 2 in Verbindung stehen und konzentrisch zur Welle 5 
angeordnet sind. Durch eine Drehdichtung 24 und den K'i.hl- 
wassereinlasskanal 16 wird Kiihlwasser in den Innenraum der 
Scheibe 2 eingefiihrt, von dem es durch den Kiihlwasserauslass- 
kanal 1? zu seiner Speisequelle zuriickgefiihrt wird. Auf diese 
Weise kann ein sonst durch die lonenimplantation entstehender 
Temperaturansteig der Scheibe 2 vermieden warden, urn ein^- 
gleichformige und genaue Ausfiihrung einer lonenimplantation^' 
in die Wafern 19 zu ermoglichen. 

Die die Welle 3 mittels der Vakuumdichtung 14 lagernde 
Abdeckung -12 weist ein daran befestigtes verbindendes Me- 
tallglied 18 auf » das als Einheit hiermit arbeitet und mit 
einer mit einem Motor 5 verbundenen Gewindespindel 7 in 
Eingriff steht. Somit bewegt eine Drehung des Motors 5 
in der einen oder anderen Richtung das Metallglied 18 in 
Richtung eines doppelten Pfeils A in der Ebene von Pig. 5 
hin und her, um hier durch die V/elle 5 zusammen mit der Ab- 
deckung 12 und der Vakuumdichtung 14 parallel zueinander 
auf- und abzubewegen. 

Wie ausgefiihrt, ist ein Flansch oder plattenahnlicher Um- 
fangsteil 12b der Abdeckung 12, der durch die beiden Paare 
von 0-Ringen 13a, 13b und I5a, 15b auf seinen gegeniiberlie- 
genden Seiten verschiebbax gehalten ist, in die z^veite Va- 
kuumkammer 20 eingesetzt. Wenn auch eines der beiden Paare 
von 0-Ringen weggelassen v/erden kann, ermoglicht die An- 



"^est Available Copy 



3iUA66 

10 - 

wendung der beiden Pnare von 0-Ringen ein Auf rechterhalten 
der beiden Vakuumkammern 1 und 20 in einem besonders er- 
vmnsc'nten Vakumnsustand. Auch ermoglicht das Vorsehen der 
O-Ringe 15a, 13b und I5a, 15b auf gegeniiberliegenden Seiten 
des plattenahnlichen IMfangsteils 12a der Abdeckung 12 
eine zuf riedenstellende aermetische Abdichtung der Vakuum- 
kammern 1 und 20 selbst dann, wenn die Abdeckung 12 wahrend 
±hxer Verschiebebewegung eine Verformung Oder Verbiegung 
erfahrt. Wenn zum Beispiel der Umfangsteil 12a in Fig. 3 
nach rechts abgelenkt wird, wird die Druckkraft an den 
0-Ringen 13b und 15b auf der linken Seite des Umfangsteil s 
12a und die duxch diese 0-Ringe erzielte Abdichtung ver- 
ringert. Jedoch wird die auf die 0-Ringe 13a und 15a auf 
der rechten Seite des Umfangsteile 12b wirkende Druckkraft 
erhoht, v;odurch die durch die 0-.Rin&£ 13a und I5a erzielte 
Abdichtung erhoht wird. Somit kann die zweite Vakuumkammer 
20 wie gewiinscht hermetisch abgedichtet werdeUr . d^% .sie -gege] 
liber ' der Atmosphare zwangslaufig abgetrennt ist. GleicK- 
zeitig kann die erste Vakuumkammer 1 auf einem hohen Va- 
kuumzustand gehalten werden. Wenn umgekehrt der platten- 
formige umfangsteil 12a der Abdeckung 12 in Pig. 5 nach 
links abgelenkt wird, wird die durch die 0-Ringe 13a und 
I5a erzielte Dichtung verringert, jedoch die durch die 0- 
Ringe 13b und 15b erzielte Dichtung erhoht, Auf diese Weise 
kann die erste Vakuumkammer 1 auf einem hohen Vakuumzustand 
gehalten werden. Zur vollen Verwirklichung der durch die 
angegebene Anordnung von 0-Ringen gegebenen Vorteile befin- 
den sich bei der dargestellten Ausfiihrungsf orm das Paar von 
0-Ringen 13a und 13b, das radial einwarts vom Umfangsteil 
12b angeordnet ist, und das Paar von 0--Ringen 15a und I5b, 
das radial auswarts hiervon angeordnet ist, nebeneinander 
und beiderseits der Abdeckupg 12. 

Bei der dargestellten Ausfiihrungsf orm sind Ringraume 10a 
und 10b gebildet zwischen den 0~Ringen 13a und 15a in der 
zweiten Vakuumkammer 20 auf der A^tmospharenseite (rechte 
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Seite des Umf angsteils 12b in Fig. 3) bzw. zwischen den 0- 
Hingen 1?;b und 15b in der sweiten Vakuumkaiamer 20 auf der 
Seite der ersten Vakuumkammer 1 (linke Seite des Umf angsteils 
12b in Fig. 3)^ Der Ringra^-Jim 10a v/ird evakuiert, v/enn Luft 
durch eine Luf tabsaugof f niin^r 9c abgezogen v.drd. Dies gewahr- 
leistet, dass in der zweiten Vakuiunkammer 20 eine gev.wsch- 
tes Vakuum erzielt und auf rechterhalten wird, wodurch eine 
Verringerung des in der ersten Vakuumkammer 1, in der die 
lonenimplantation ausgefuhrt wird, erzielten Vakaums wirksam 
vermieden v^ird. 

Ein durch die dargestellte Ausfiihrungsf orm gegebener zusatz- 
licher Vorteil besteht darin, dass in der ersten Vakuumkaminer 
1 ein Hochvakuum noch vorteilliaf ter dadurch auf recliterhalten 
werden kann, dass eine in die Vakuumkammer 1 erfolgende 
Einfiihrung von Feuchtigkeit vermieden wird, die auf den 
Oberflachen der Abdeckung 12 und anderen der Atmosp hare aus- 
. gesetzten Teilen niedergeschlagen sein kann. Im einzelnen^ 
ist der Umfangsteil 12a der Abdeckung 12 der Atmosphare aus- 
gesetzt und hat die Feuchtigkeit die Neigung, sich darauf 
niederzuschlagen. Fiir den Fall, dass die Feuchtigkeit auf 
der Oberflache des Umf angsteils 12a in die ■ Vakuumkammer 1 
eindringt, wird das darin herrschende Vakuum beeintrachtigt • 
Bei der dargestellten Ausfiihrungsf orm tritt die auf der Ober- 
flache des Umfangsteils 12a niedergeschlagene Feuchtigkeit 
nur in die zweite Vakuumkammer 20 ein und wird am Eindringen 
in die erste Vakuumkammer gehindert , wenn sich die Abdeckung 
12 bei ihrem Antrieb durch den Motor 5 auf- und abbewegt. 

P^Die in Fig. 3 dargestellte Ausfiihrungsf orm des Systems zum 
Antreiben eines drehbaren Glieds ist in der obigen Veise 
aufgebaut. Die Welle 3 wird wahrend des Implantations- 
vorgangs von lonen in die Wafer 19 standig durch den Motor 
4 gedreht. Die Welle 3 wird in der Ebene von Fig. 5 auf^ 
und abbewegt 'and gleichzeitig zusammen mit der Abdeckung 12 
parallel gehalten, wenn die Gewindespindel 7 durch den Motor 
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"j hin- una hcrbevjegt v/ird.V/enn Gomit die Welle 7i aui?- and 
abbev/egt v.drd, bev/egt sich die mit der V/elle 5 parallel g^- 
haltene Atdeckimg 12 als iLinheit hiernit and bewegt sich der 
plattenf ormic;e Umf ang;Gteil 12b der Abdeckung 12 bin- unc 
hergehend in der sv/eiten Vakuurnkammer 20, v;ahrend er sica 
in einer Gleitbevjegunr; lrinp;G den Flnchen der beiden Paare 
von 0-Ringen IT'^i, 1"b und 15-'^, 15b bev/egt. In die.serm l^'all 
kann die erste Vakuumkammer 1 trotz der genannten 3ev?esunti- 
der Abdeckung 12 auf einem hohen Vakuijmzustand gehalten 
v/erden, v;eil die 0-Ringe 13a und 13b, die Vakuurnkanimer 20, 
die O-Ringe 13a und 15a und die Vakuumdichtung l^i- zv.dschen 
der ersten Vakuumkammer 1 und der Atmosphare zv/ischenge- 
schaltet sind. Wie oben beschrieben, wird Luft iiber die — 
Luftabsaugof fnung 9^ 5vus den Ringraum 10a gesaugt. Dies 
fiihrt 2ur Aufrechterhaltung des hohen Vakuums in der ersten 
Vakuurnkanimer 1 in einem sehr erwiinschten Zustand. 

Aus der obigen Beschreibung ist ersichtlich, dass die 'zVJeite. 
Vakuumkammer 20, in die der plattenf brmige Unif angsfeil "^^b 
der Abdeckung 12 bev/egbar eingesetzt ist, durch die beiden 
Paare von O-Ringen hermetisch abgedichtet ist. Die 0-Ringe 
13a und 15a bilden dazwischen einen Ringraum, der zusammen 
mit der zv/eiten Vakuumkammer evakuiert wird. Dies gewahr- 
leistet, dass die lonenimplantationskammer Oder erste Va- 
kuumkammer 1 auf einem hohen Vakuumzustand gehalten v;ird. 
Es besteht keine Gefahr, dass die hermetische Abdichtung 
beeintrachtigt wird, v/eil die Abdeckung durch die 0~Ringe 
gehalten v/ird, die eine luftdichte Abdichtung uber einer 
langen Zeitdauer vorsehen konnen* Die Anordnung, dass das 
Kvihlv/asser durch den Innenraum der Scheibe zirkuliert wird, 
vermeidet einen Temperaturanstieg der mit V/afern bestiick- 
ten Scheibe und erhoht die Genau^gkeit , mit der die lonen- 
implantation ausgefiihrt wird. 

Bei der dargestellten A^usiiihrungsf orm kann die in der Ebene 
ihrer Drehung hin- und herbewegte Scheibe 2 eine Strecke 
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von otv;a 10 cn zariicklesen. Diese btrecke r^tellt einen Be-je- 
.•^ungsbetraE clar, der ausserhalb der i'ilhiskeit des den Balg 
6 von i-'ig. 2 verv/endenden :L;yF.tems liegt. bomit erinoglicht 
die Erfindung eine loneniinplantation in Wafern von grossem 
Duxclimesser mit einem hohen Grad von V/irlcsamkeit , vjodurch 
eine r.tarke Erhohung der V/.^f erbehandlunGsleistung eines 
lonenimpiantationssystems ermoglich v/ird. Jlie Konstruktion, 
bei der die die Welle 5 mittels der Vakuumdichtung 14 la- 
gerndea Abdeckung 12 durch die O-Ringe in der zv/eiten Va- 
kuiinkaMier 20 bin- und hergehend verschoben wird, ermoglicht 
die iSrzielung eines Scheibenantriebsmechanismus mit ver- 
langerter Lebensdauer in einem System zum Antreiben eines 
drehbaren Glieds. 

Bei der aargestellten Ausf iihrungsf orm werden zwei Paare 
von O-'Ringen 15a, 13b und 15a, 15b verwendet, v/obei Luft 
aus dem Ringraum 10a zv;ischen den beiden 0--Ringen 1'34 -XLnd-- . 
15a auf der Atmospharenseite abgesaugt wird* Es ist oedocii - 
ersichtlich, dass die Erfindung nicht auf diese spezielle 
/mzahl von 0~Ringen beschrankt ist und dass mehr als zwei 
I'aare von 0-Ringen verv/endet werden konnen zur Bildung von 
mehreren Ringraumen zvjischen den 0-Ringen auf der Atmospha- 
renseite und zum Absaugen von Luft aus den Ringraumen, 

Aus der obigen Beschreibung ist ersicbtlich, dass das System 
nach der Erfindung zum Antreiben eines im Vakuum gehaltenen 
drehbaren Glieds von der Aussenseite der Vakuumkammer her 
die Vorteile bietet, dass es iiber einer verlangerten Zeit- 
dauer zuf riedenstellend arbeitet zum Bewegen des drehbaren 
Glieds in einer bin- und hergehenden Bewegung in der Ebene 
seiner Drehung ohne die Gefahr der Beeintrachtigung des 
Vakuums, und dass es eine verbesserte Leistungsfahigkeit 
aufweist . 
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